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摘要(译)

本发明提出了用于检测物理测量变量的传感器元件（5），例如在操作期
间相对于彼此移动并且经历高摩擦学的两个主体（10,20）之间的压力，
温度，间隙宽度或电容。强调。在主体（10,20）的相对于彼此移动的表
面之间的某些区域中，在至少一个主体（10）的表面区域中，敏感层
（13,30），特别是传感器提供了段（13），其通过绝缘层（12）与主体
（10）分离并且在第一实施例中具有覆盖层（14）。在替代实施例中，
两个主体（10）中的至少一个的表面区域具有凹部（23），传感器表面
（13）设置在凹部（23）中。在第三实施例中，传感器表面（13）的长
度为10μm至5mm，宽度小于5μm，并且厚度小于200nm。
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